Zalgcznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia:
przenos$nego systemu laserowego — interferometru laserowego XL80

1. Interferometr laserowy

Typ lasera:

Laser jednoczestotliwosciowy (homodynowy)

Stabilnos$¢ czestotliwosciowa lasera:

+/-0.05 ppm(w ciggu 1 roku)

Doktadnos¢ pomiaru przemieszczen
liniowych::

* 0,6 ppm (um/m) zachowana w zakresie temperatury
pracy od 0 do 40°C

Czestotliwos¢ zbierania danych:

Od 10 Hz do 50 kHz

Rozdzielczos$é:

1nm

Pomiar dynamiczne:

Czestotliwos¢ zbierania danych od 10 Hz do 50 KHz

Zakres pomiaru:

maksymalnie 80 m

Maksymalna predkos$¢é pomiaru:

4m/s

2. Oprogramowanie

Zbieranie danych:

Tryb:  automatyczny, pbfautomatyczny, reczny
z mozliwosdcig wizualizacji  wynikéw  pomiaréw
w czasie rzeczywistym

Analiza danych:

Mozliwo$¢é analizy danych pomiarowych i ich
czestotliwosciowej reprezentacji w postaci transformaty
Fouriera, analiza danych zgodnie
z wytycznymi norm 1S0230-2(2014), ASME, JIS,
analiza danych wedfug standardéw dostawcy sprzetu

3. Opcje pomiarowe

Pomiar przemieszczer liniowych:

Doktadnosé: 0,5 um/m
Max. zakres pomiaru 80 melrow,

Pomiar odchylek katowych typu (yaw,
pitch):

Tak

Pomiar prostoliniowosci (optyka
Wollastona):

Pomiar w zakresie od 0.1do 4 m

Pomiar osi obrotowych:

Kompensacja warunkow

Mozliwo$¢ kompensacji diugosci fali wigzki laserowej w

srodowiskowych: wyniku zmian temperatury, ci$nienia, wilgotnoSci.
Stacja kompensacji warunkéw otoczenia z czujnikiem
temperatury  powietrza, cisnienia, wilgotnosci,
Komunikacja  stacji oraz  gfowicy  laserowej
z komputerem poprzez porty USB.

Stacja PC Komputer do wspoipracy z systemem laserowym

4. Szkolenie

Miejsce Siedziba zamawiajgcego

Jezyk Polski -

Czas 4 dnirobocze (4 x 8 h)

llo$¢ oso6b szkolonych 10

5. Gwarancja

Okres gwaranciji: Min. 24 msc.

Aktualizacje oprogramowania:

Bezpftatne w okresie gwarancji

Dostepnos¢ czesci zamiennych lub
programoéw upgradowych:

Min 10 lat od korica okresu gwarancyjnego

6. Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe:

e Stacja kompensacji warunkéw otoczenia
z czujnikami XC-80.




Zestaw do montazu optyki,

Optyka do pomiaréw odchyfek liniowych,
Optyka do pomiaru odchytek katowych,
Optyka do pomiaru prostoliniowo$ci
0,1-4m,

Zwierciadto obrotowe dla pomiaréw liniowych,
katowych i prostoliniowo$ci,

Element do usuwania optyki LS350,
Zwierciadfo obrotowe umozliwiajgce
wykorzystanie optyki w osiach pomiarowych,
Podstawa magnetyczna,

Uchwyt mocujgcy laser XL80 na podstawie
magneltycznej,

Stolik XY,

Tréjnég do lasera XL80

Walizka transportowa dla XL 80 i XC80,
Walizka Transportowa.




